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　　インクジェットプリンタは, 身近なコンピュータの出力デバイスとして我々の生活
　の中で広く使われるようになった。特に画質の向上や低価格化により, パーソナ
　ルユースでの使用が飛躍的に伸びた。これは, 耐久性のある高品位の画像情報
　を高速に印字できる出力機器としての地位を築いたことによる。ヘッドや液滴コン
　トロール技術などの装置の進歩や,高画質化や耐候性に関するインク材料の進歩
　などによるところが大きい。
　　インクジェット技術は, 必要な場所に, 必要量の機能性材料を, 高速かつ正確に
　着弾させる技術である。
　　家庭やオフィスでの出力機器としての利用以外に, 商業印刷, さらには液晶パネ
　ル,プラズマディスプレイパネルなどの製造やプリント配線基板製造などさまざまな
　工業分野において非常に魅力的な生産手段となり得る。
　　今後はさらに技術を進化させることで, エレクトロニクス関連の産業用の正確な
　パターニングおよび均一なコーティングのツールとして期待され, 市場は今後とも
　拡大していくと推定される。そのような広がりには, ヘッドや制御などシステム技術
　の進歩とともに, ナノ粒子の開発など機能性インク材料技術の進歩が大きく寄与し
　ている。
　　エレクトロニクス分野におけるインクジェット技術の応用に関して, この数年で具
　体的な開発発表が相次ぐなど, 今後の実用化が見えてきた。精度が高く, 高速印
　刷が可能であるインクジェット技術は,プロセスの大幅な簡略化, 製造の短期間化,
　そして劇的なコスト削減の可能性があることから, プロセス技術を大幅に革新する
　可能性がある。
　　本書「インクジェット技術のエレクトロニクス応用」は, インクジェット印刷技術の基
　本概念から現在までのさまざまな用途展開における基本技術を踏まえたうえで, エ

　　レクトロニクス応用の観点から構成
　　技術, 現在開発が行われているアプ
　　リケーションの現状と課題,将来の展
　　望を総括することにより, インクジェッ
　　ト技術のエレクトロニクス分野におけ
　　るさらなる発展を可能にすることを目
　　的として,企画が進められた。
　　　本書は, 基礎編と応用編とからなり,
　　基礎編ではヘッド技術, 材料技術から
　　評価技術に至るインクジェット技術全
　　般について記述していただき, エレクト
　　ロニクスに関係する技術者がインク
　　ジェット技術の基礎を振り返って理解
　　できるような内容になっている。応用
　　編ではエレクトロニクス分野に絞った
　　インクジェット技術について, 多くの実
　　用例と応用の展開の可能性について
　　記述していただいた。
　　　ようやく全体が纏まってくると, 内容的に, インクジェット印刷技術に携わる技
　　術者のみならず, インクジェット技術の製品開発への適用を検討している技術
　　者, また技術動向に関するリファレンスを求めている人など, 幅広い層にとって
　　有益な書籍となると確信した。
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